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(54) СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ДУГОВЫМ РАЗРЯДОМ В ВАКУУМЕ

(57) Формула изобретения
Способ обработки поверхности изделий дуговым разрядом в вакууме,

осуществляемый катодными пятнами дугового разряда, горящего в режиме
возрастающего участка вольтамперной характеристики, между анодом и катодом,
который является обрабатываемой поверхностью, отличающийся тем, что для
локализации области существования катодных пятен на обрабатываемой поверхности
применяют анод с минимально допустимой площадью токоприемной поверхности,
устанавливаемый на расстоянии от катода, обеспечивающем положительное анодное
падение напряжения, при этом смещение области локализации катодных пятен
осуществляют путем перемещения анода со скоростью, определяющей предельно
допустимые тепловые нагрузки поверхности обрабатываемого изделия.
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